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V2009

Industrieausstellung & Workshop-
Woche Vakuumbeschichtung und
Plasmaoberflachentechnik

20.-22. Oktober 2009 im RAMADA-
Hotel in Dresden

BekanntermaBen zahlen die Verfahren
der Vakuumbeschichtung und Plasma-
oberflachentechnik zu den Schlissel-
technologien zahlreicher Anwendungs-
felder. Bei der zunehmenden Vielfalt an
Verfahren und Verfahrensvarianten so-
wie unzéhligen Materialkombinationen
ist der Wissensvorsprung zu aktuellen
Innovationen und Technologietrends ent-
scheidend flr den nachhaltigen Erfolg
im Markt.

Die V2009 bietet dem Anbieter und An-
wender aus Industrie und Forschung
wiederum die Moglichkeit zum intensi-
ven Kommunikations- und Angebots-
austausch.

Die Industrieausstellung 1adt auf fast
1000 m2 zum individuellen Gesprach am
Ausstellungstand ein.

Unter www.V/2009.net finden sie die ak-
tuelle Ausstellerliste und den derzeitigen
Standplan. Gern kénnen Sie lhr Unter-
nehmen oder lhre Institution auch als
Aussteller zur Industrieausstellung an-
melden. Jeweils eine Person pro Ausstel-
lungsstand hat freien Zugang zu allen
Workshops!

Die Industrieausstellung wird begleitet
von sechs praxisbezogenen Work-
shops, fokussiert auf Anwendungen der
Vakuumbeschichtung und Plasmaober-
flachentechnik in den Bereichen

¢ Medizintechnik, Biotechnologie

e Zerspanungstechnik, Werkzeugbau und
Automobilbau

e Solar- und lichttechnische Anwendun-
gen: Dunnschicht-Technologien und
Materialien
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e Solar- und lichttechnische Anwendun-
gen: Anwendungen in Photovoltaik,
Solarthermie und Beleuchtung

e Optischer Geratebau

e Strukturieren von polymeren Oberfla-
chen

Bitte melden Sie sich zu den Workshops
online Uber www.v2009.net an. Das de-
taillierte Programm der Workshops fin-
den Sie dort ebenfalls

Am Montag, dem 19.10.2009 - direkt
vor der V2009 - findet, ebenfalls im RA-
MADA Hotel, das Industrieforum ,,Atmos-
pharendruck Plasmatechnologien” statt.

Wir freuen uns auf lhre Teilnahmel!
Ansprechpartnerin: Dr. Kristin Brzezinski,

Telefon 0351/ 8 71 83-70,
brz@efds.org

EFDS-Workshops
und -Seminare

Workshop ,,Schichtbildung durch
Partikelsynthese im Vakuum und bei
Atmospharendruck®

29. September 2009 in Dresden

Mit den immer héheren Anforderungen
an Schichten sowohl im tribologischen,
wie auch optischen und elektronischen
Bereich hat sich bereits seit Jahren ein
weiterer Technologiezweig, die Schicht-
erzeugung durch Partikelsynthese etab-
liert. Je nach Materialsystem kann dies
im Vakuum oder auch bei Atmosphéaren-
druck erfolgen.

Besondere Anwendungsgebiete dieser
Technologie liegen im Bereich

e der Funktionalisierung von Schichten
sowie

e der Herstellung von Schichten be-
stimmter Materialkombinationen.

Der von der EFDS veranstaltete Work-
shop widmet sich den Fragen der Par-
tikelgenerierung, der Partikelsynthese
und dem Schichtbildungsprozess sowie
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den relevanten Charakterisierungsme-
thoden.

Wir laden Sie herzlich zu diesem Work-
shop ein!

Ansprechpartner: Dr. Ludwig van Loyen,
Telefon (03 51) 8 71 83-70,
pse2010@efds.org

Workshop ,,Mikro- und Nanostrukturen
an Oberflachen*
- Herstellung und Anwendungen -

9. Oktober 2009 in Dresden

Die anhaltende Miniaturisierung in der
Festkorperforschung weist Oberflachen
und Grenzflichen eine steigende Be-
deutung zu. Neben determinierten zei-
gen auch stochastische Strukturierungen
an Oberflachen im pm- und im sub-pm-
Bereich neuartige physikalische, che-
mische und biologische Effekte. Deren
technologische Umsetzung besitzt ein
bedeutendes wissenschaftliches und in-
dustrielles Potenzial.

Der von der EFDS veranstaltete Work-
shop widmet sich einerseits der Erzeu-
gung von Mikro- und Nanostrukturen
an Oberflachen, beispielsweise mittels
Laserbestrahlung, lonen-Beschuss, ver-
schiedenen Atztechniken und Nanopar-
tikelbeschichtungen. Ein weiterer Schwer-
punkt ist der praktische Einsatz dieser
strukturierten Oberflachen, insbeson-
dere in der

* Nano- und Optoelektronik,
e Optik,



* Photovoltaik,
¢ Biotechnologie / Medizintechnik.

Merken Sie sich diesen Termin vor, Sie
sind herzlich eingeladen, an dem Work-
shop teilzunehmen!

Ansprechpartner: Dr. Ludwig van Loyen,
Telefon (03 51) 8 71 83-70,
pse2010@efds.org

Workshop ,,Partialdruckmessungen
in der Oberflachentechnik”

25. November 2009 in Dresden

Die steigenden Qualitdtsanforderungen
bei der Herstellung von Schichten und
Schichtsystemen sowie die Forderung
nach Verringerung der Ausschussrate
macht eine in-line Charakterisierung nicht
nur der abgeschiedenen Schichten be-
zlglich Schichtdicke, Reflektivitat oder
elektrischem Widerstand, sondern auch
der Prozessablaufe selbst immer dringli-
cher. Neben Substrattemperatur-, Plas-
mapotential- oder Gasflussmessungen
kommt der lokalen Partialdruckmessung
dabei eine wachsende Bedeutung zu.

Insbesondere bei Massenprozessen mit
hohem Substratdurchsatz bzw. bei groBen
Beschichtungsflachen wird eine derarti-
ge in-line-Prozesskontrolle immer bedeu-
tungsvoller. Typische Anwendungsfelder
sind dabei die GroB3flachenbeschichtung
in der Dunnschichtphotovoltaik oder bei
der Displayfertigung.

Der Workshop widmet sich der Proble-
matik der in-line-Prozesskontrolle durch
lokale Partialdruckmessungen in der
Oberflachentechnik und wendet sich an

e Praktiker aus der GroBflachenbeschich-
tung/Solarindustrie,

¢ Physiker, Verfahrenstechniker und Kon-
strukteure aus dem Anlagenbau so-
wie

e Wissenschaftler aus der Forschung.

Ansprechpartner: Dr. Ludwig van Loyen,
Telefon 0351/ 8 71 83-70,
pse2010@efds.org

Erster Internationaler EJC-PISE
Workshop

Der erste Internationale EJC-PISE Work-
shop fand vom 9. bis 10. Juni 2009 in
Riga, Lettland statt. Weitere Workshops
sind in unterschiedlichen Regionen Eu-
ropas geplant. Diese Initiative wurde
durch das European Joint Committee on

Plasma and lon Surface Engineering —
EJC-PISE, www.ejc-pise.org, angesto-
Ben und zielt auf eine Verbesserung der
landertbergreifenden wissenschaftlichen
und industriellen Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Plasmaoberflachen-
technik in Europa hin.

Der Workshop hatte folgende Themen-

schwerpunkte:

* \erschleiBschutzschichten

* Schichten flr medizinische Anwen-
dungen

e Korrossionsschutzschichten

e Dekorative Schichten fir Plastik und
Metalle

e Schichten fur Elektromagnetische Ver-
traglichkeit (EMV)

Parallel zum Workshop fand eine Indus-
trieausstellung statt, auf der die Ceme-
Con AG, Wirselen, die Roth & Rau AG
Hohenstein-Ernstthal und Hauzer Techno
Coating BV Venlo/NL ihre Leistungsan-
gebote prasentierten.

Organisiert wurde die Veranstaltung
durch die Europdaische Forschungsge-
sellschaft DiUnne Schichten e. V., die
BalticNet-PlasmaTec e. V. und die Tech-
nische Universitdt in Riga und wurde
flankiert durch ein informatives Rahmen-
programm in der wunderschdnen Haupt-
stadt Lettlands.

EFDS Strategie-Seminar -

Trends in den Anwendungsbereichen
der plasmagestiitzten Oberflachen-
technik

Anfang Marz 2009 trafen sich die Gre-
mien der EFDS (Vorstand, Leiter der
Fachausschisse und Wissenschaftlicher
Beirat) in Dresden zum Thema , Trends,
Strategien und Handlungsoptionen in
den Anwendungsbereichen der plas-
magestltzten Oberflachentechnik”. Leb-
haft wurden die Thesen der Referenten
zu den Themen ,Zukiinftige Forderpro-
gramme, Optische Schichten, Tribolo-
gische Schichten, Kunststoff-Beschich-
tung, Produkt- und Prozessiberwachung,
Medizin-/Bio-Technik, Solartechnik, Kor-
rosion sowie Trends im Anlagenbau und
Materialien® mit den Teilnehmern disku-
tiert. Eine zusammenfassende Présen-
tation der Veranstaltung steht den Mit-
gliedern der EFDS im Downloadbereich
unter www.efds.org zur Verfigung.

Ansprechpartner: Dr. Frank Béger,
Telefon (03 51) 8 71 83-70,
boeger@efds.org

PSE 2010

PSE 2010

12th International Conference on
Plasma Surface Engineering -
PSE 2010

13.-17. September 2010 in Garmisch-
Partenkirchen

Im September 2010 findet die traditi-
onsreiche internationale Konferenz der
Plasmaoberflachentechnik zum 12. Mal
in Garmisch-Partenkirchen statt. Parallel
zur Konferenz wird eine Industrieausstel-
lung die neuesten Produkte auf diesem
Gebiet préasentieren.

Leitthema der PSE 2010 wird die Reduk-
tion der CO,-Emission sein. Diese Pro-
blematik spiegelt sich in sehr vielfaltigen
Anwendungsgebieten wieder:

e Tribologie

e Warmeddmmung

e Energiegewinnung, einschlieBlich Pho-
tovoltaik

e Brennstoffzellen

Die Konferenzleitung der PSE 2010 liegt
in den Handen von Herrn Prof. Wolf-
hard Moller, FZD, Dresden, (Chairman)
und Herrn Roel Tietema, Hauzer Techno
Coating, Venlo, (Co-Chairman).

Diese Konferenz, die im Zweijahresrhyth-
mus in Deutschland stattfindet, bringt
Wissenschaftler und Vertreter der Indus-
trie aus der ganzen Welt, die auf dem
Gebiet der Plasmaoberflachen- und
Dinnschichttechnik forschen und tétig
sind, zueinander — zum Gedankenaus-
tausch und zur Verbreitung neuester Er-
kenntnisse auf diesem innovationstrach-
tigen Gebiet.

Weitere Informationen finden Sie ab An-
fang September 2009 im Internet unter
www.pse2010.net.

Ansprechpartner: Dr. Ludwig van Loyen,
Telefon (03 51) 8 71 83-70,
pse2010@efds.org
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Industrielle
Gemeinschaftsforschung

CLUSTER-Vorhaben der AiF und DFG

Ziel der CLUSTER-Gemeinschaftsinitia-
tive der Arbeitsgemeinschaft industriel-
ler Forschungsvereinigungen (AiF) und
der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFQG) ist es, den gesamten Innovations-
prozess ,von der Idee bis zum Produkt”
durch die Parallelisierung von Grundla-
genforschung, anwendungsorientierter
Forschung und Forschung zur Umset-
zung in Produkte, Verfahren und Dienst-
leistungen zu verkUrzen.

Mit der Foérdervariante CLUSTER des
Programms industrielle Gemeinschafts-
forschung werden mehrere thematisch
eng zusammenhdngende Forschungs-
und Entwicklungsvorhaben unterstitzt,
die zusammen ein CLUSTER-Gesamt-
projekt bilden und von Vorhaben der
Grundlagenforschung bis hin zu Vorha-
ben zur Umsetzung in Produkte, Verfah-
ren und Dienstleistungen reichen koén-
nen.

Projektskizzen kénnen jeweils zum 30. April
und 30. Oktober eingereicht werden.

Ansprechpartner: Dr. Frank Béger,

Telefon (03 51) 8 71 83-70,
boeger@efds.org

EFDS

Neuer Geschéftsfiihrer der EFDS seit
Januar 2009

Zum 1. Januar 2009 ist Dr. Frank Boger
vom Vorstand der EFDS zum Geschéafts-
fUhrer berufen worden.

Der berufliche Werdegang von Dr. Frank
Boger hat in Hannover mit dem Studium
und der Promotion im Maschinenbau
im Bereich der Werkzeugmaschinen-
entwicklung begonnen. In der Industrie
war er unter anderem als Projektleiter
im Bosch-Konzern, als Produktionsleiter
bei AMD-Saxony und in der Beratung als
Manager und Prokurist bei der PwC ta-
tig. Dr. Frank Bdger ist Vater zweier Kin-
der und lebt bereits seit Uber zehn Jahren
mit der Familie in Dresden. Eine ausfuhr-
liche Information zu seinem Werdegang
finden Sie in der ,Vakuum in Forschung
und Praxis — Ausgabe 1/09“.

Dr. Kristin Brzezinski hat lhre kommissa-
rische Geschéftsflhrerschaft zum 31. De-
zember 2008 beendet und ist nun als
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stellvertetende Geschaftsfihrerin fir die
EFDS tatig.

Hauptversammlung 2009

Die Hauptversammlung der EFDS fin-
det in diesem Jahr am 24. November
in Dresden statt. Wir freuen uns auf |h-
re Teilnahme!

Vereinsarbeit

Vorstellung von drei Unternehmen,
die vor kurzem der EFDS beigetreten
sind:

Carl Zeiss AG

Carl Zeiss ist eine weltweit fihrende in-
ternationale Unternehmensgruppe der
optischen und opto-elektronischen In-
dustrie. Der Hauptsitz der Carl Zeiss AG
ist Oberkochen, Baden-Wurttemberg.
Die Unternehmensbereiche besetzen
in den strategischen Markten Medical
and Research Solutions, Industrial Solu-
tions und Lifestyle Products in der Re-
gel die Position eins oder zwei. Die als
eigenverantwortliche Einheiten gefihr-
ten Bereiche fokussieren sich mit ihren
Produkten und Dienstleistungen auf die
biomedizinische Forschung und Medi-
zintechnik sowie auf Systemldsungen
flr die Halbleiter-, die Automobil- und
die Maschinenbauindustrie. Planetarien
und hochwertige Konsumgtiter wie Foto-
objektive oder Ferngléser tragen den
Namen ZEISS zu Millionen Menschen in
aller Welt.

Die Carl Zeiss Gruppe, die zu 100 Pro-
zent im Besitz der Carl-Zeiss-Stiftung
ist, erzielte im Geschaftsjahr 2006/07
(30. September) einen Umsatz von 2604
Millionen Euro. Weltweit beschaftigt die
Gruppe rund 12300 Mitarbeiter, davon
rund 4300 im Ausland. Die Unterneh-
mensgruppe ist in mehr als 30 Landern
direkt vertreten und besitzt Produktions-
stéatten in Europa, Amerika und Asien.
Das Augenoptik-Geschéft firmiert als
Carl Zeiss Vision International GmbH
und belegt unter den Brillenglasanbie-
tern weltweit Platz zwei. Diese Gesell-
schaft ist jeweils zu gleichen Teilen im
Besitz der Carl Zeiss AG und eines
Finanzpartners. Weitere Informationen
unter www.zeiss.de.

LayTec GmbH

In-situ und in-line Sensorik fiir Diinn-
schicht-Prozesse

Das Unternehmen LayTec wurde 1999
gegrindet und hat seinen Firmensitz im
Zentrum Berlins. Mit seinen derzeit 36
Mitarbeitern und sechs Millionen Euro
Umsatz ist es weltweit verlasslicher
Partner fir Kunden aus Industrie und
Forschung.

Unser Kerngeschéft sind robuste, hoch-
empfindliche Mess-Systeme, die unmit-
telbar in die Beschichtungsanlagen inte-
griert werden und in-situ messen — sie
dienen sowohl der Uberwachung etab-
lierter industrieller Diinnschichtprozesse
als auch der Entwicklung neuer Schicht-
materialien und -prozesse.

Bild 1

EpiCurve®TT — kombinierter
Prozess-Sensor fir Schichtdli-
cken, Substrat-Temperatur und
Substrat-Verbiegung an einer
MOVPE Produktionsanlage fiir
die Massenfertigung von LEDs

In den Anfangsjahren lag unser Fokus
auf Anwendungen fir das epitaktische
Schichtwachstum (MOCVD, MBE) von
Verbindungshalbleitern auf GaAs, InP, Si
und Sapphir als den typischen Substra-
ten. Innerhalb kurzer Zeit erwiesen sich
unsere in-situ-Sensoren dort als unent-
behrlich fur die Qualitdtskontrolle von
opto-elektronischen Bauelementen und
die Erzielung hdchster Prozessausbeu-
ten, z. B. bei der Fertigung von LEDs fur
die Hintergrundbeleuchtung von Flach-
bildschirmen oder bei der Herstellung
von blau-emittierenden Laser-Struktu-
ren fir modernste Speichermedien. Das
Bild 1 zeigt hierzu ein aktuelles Produkt
(EpiCurve®TT), mit welchem in hochpro-
duktiven Mehrscheiben-Beschichtungs-
anlagen der Firmen AIXTRON AG und
AIXTRON Ltd. routinemaBig die Wachs-
tumsraten, die Substrat-Temperatur und
die Substrat-Verbiegung jeder einzelnen



Scheibe vollautomatisch und in Prozess-
Echtzeit bestimmt werden kénnen.

Iy

Bild 2  SolR - Prozess-Sensor flir
Streulicht integrierende Detek-
tion diinner Pufferschichten auf
rauen CIGS und CdTe-Absor-
bern der Dinnschicht-Photo-
voltaik.

Derzeit erschlieBt LayTec, mit seiner
leistungsstarken und hochqualifizierten
Entwicklungsabteilung, welche ein Drit-
tel der Gesamtbelegschaft stellt, eine
ganze Reihe weiterer Anwendungen fiir
prozessintegrierte  Diunnschicht-Mess-
technik. Ein Beispiel sei genannt: Multi-
Messkopf-Systeme fiir groBflachige Be-
schichtung auf rauen und texturierten
Substraten, wie sie in der Diinnschicht-
Photovoltaik eingesetzt werden. Das
Bild 2 zeigt einen fir die Prozesse der
Dunnschicht-Photovoltaik  optimierten
Fasermesskopf.

Unsere Hochprazisionsgerate werden
ausschlieBlich in unserer Betriebsstétte
in Berlin entwickelt und hergestellt. Dies
ermoglicht uns, die Produkte schnell
neuen technischen Anforderungen an-
zupassen und flexibel in die Systeme
unserer OEM-Partner und Endkunden
zu integrieren. Unsere zahlreichen Neu-
entwicklungen entstehen stets im engen
Dialog mit den Kunden und OEM-Part-
nern. Dank unseres internationalen Ver-
triebs- und Servicenetzes sind unsere
Sensoren in fiihrenden Forschungsein-
richtungen und Industrieunternehmen
weltweit zu finden.

Freiberger Wissenschaftler ,beamen*
sich in die Zukunft

Die kontinuierliche Weiterfiihrung der
mehr als 20-jdhrigen FuE-Tatigkeit am
Institut fir Werkstofftechnik (IWT) der TU
Bergakademie Freiberg auf dem Gebiet
der thermischen Elektronenstrahl(EB)-
Technologien ist durch die Installation
der weltweit modernsten Elektronen-
strahl-Universalanlage K26-15/80 fir ther-
mische Prozesse gesichert. Diese GroB3-
investition wurde anteilig aus 6ffentlichen
Férdermitteln der DFG und des Landes
Sachsen, Geldern einer privaten Stiftung
und Eigenmitteln des IWT finanziert.

Die Einweihung der Anlage erfolgte am
29. Januar 2009 in Verbindung mit ei-
nem wissenschaftlichen Kolloquium zum
Thema ,Thermische EB-Technologien®,
an dem mehr als 80 Teilnehmer aus In-
dustrieunternehmen, insbesondere der
Automobilbranche und Forschungsein-
richtungen des In- und Auslandes teilnah-
men. Die regen Diskussionen wé&hrend
und im Anschluss an das Kolloquium
belegen das groBe Interesse an dieser
Entwicklungsrichtung.

Die Elektronenstrahl-Universalanlage
(2,6 m® Kammeranlage) hat einen puls-
baren Hochspannungserzeuger (Puls-
frequenz: 10...250 Hz) mit einer
kontinuierlich regelbaren Beschleuni-
gungsspannung (maximal 80 kV), was
einer maximalen Strahlleistung von 15 kW
entspricht. Die Vorteile der EB-Tech-
nologien kommen durch das installier-
te Hochgeschwindigkeits-Ablenksystem
voll zum Tragen. Dies erméglicht in ei-
nem Energielibertragungsfeld von 200 x
200 mm2 (bei optimalem Arbeitsab-
stand von 500 mm) eine Auflésung von
= 4,3 Mrd. Punkten, wobei jeder Punkt
mit einer Frequenz von bis zu 100 kHz
ohne Amplitudenverluste in X-, und Y-
Richtung (Ablenkspule) sowie in Z-Rich-
tung (dynamische Linse) angesteuert
werden kann. Dabei betragt die Sprung-
zeit des Elektronenstrahls zur Ansteue-
rung von zwei Punkten mit maximalem
Abstand (200 mm) ca. 2 ps bei einer Po-
sitioniergenauigkeit von + 0,5%. Dar-
aus ergeben sich strahlfihrungstech-
nische Mdglichkeiten, die mit keiner
anderen Energiequelle so effizient um-
setzbar sind.

Ein weiteres Highlight der EB-Anlage ist
die automatische Strahljustage und die
Prozessbeobachtung, wahlweise mittels
digital-elektronenoptischen Monitorings
oder per CCD-Kamera, die hohe Stan-
dards bezlglich der Qualitdtssicherung
und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
garantieren. Die Anlage verflgt Uber wei-
tere Hard- und Software-Optionen, wie

funf wahlweise nutzbare NC-Achsen,
verschiedene Handling- und Schutz-Vor-
richtungen, ein Hochgeschwindigkeits-
Temperatur-Messsystem (150...1500°C)
und demnéchst lber eine automatische
Draht-/Bandzufiihreinheit.

Am Institut fir Werkstofftechnik (IWT)
wird eine breite Palette von hdéchst ak-
tuellen Forschungsthemen auf dem
Gebiet der thermischen EB-Technolo-
gien bearbeitet. Dazu gehéren das FU-
gen (SchweiBen, Loten), derzeit mit dem
Schwerpunkt SchweiBen von Mischver-
bindungen und das Abtragen (Profilieren,
Gravieren), insbesondere die Erzeugung
von Oberflachenprofilen zur Verbesse-
rung der mechanisch-metallurgischen
Anbindung von Inserts in Hybridguss-
Konstruktionen bzw. zur gezielten Be-
einflussung des Reibverhaltens.

Die Randschichtbehandlung stellt schon
seit lAngerem die Hauptarbeitsrichtung
der FuE-Tatigkeit am IWT dar. Auf die-
sem Gebiet nimmt das Institut eine Spit-
zenposition in der internationalen For-
schungslandschaft ein und kann auf
zahlreiche Neuentwicklungen bis hin zur
industriellen Applikationen verweisen.
Neben den bekannten Festphasenpro-
zessen (Harten, Glihen) stehen vor allem
auch Kombinationen dieser Technologi-
en mit anderen Randschicht-Behand-
lungsverfahren, wie z. B. dem Nitrieren
und Borieren bzw. Beschichtungsverfah-
ren (PVD, CVD) mit &uBerst interessan-
ten Perspektiven im Mittelpunkt aktuel-
ler Untersuchungen. Es konnte sicher
nachgewiesen werden, dass es mdglich
ist, mittels nachtraglicher EB-Behand-
lung durch Nitrier- bzw. Hartstoffschich-
ten hindurch harte Stitzschichten im
Grundwerkstoff zu erzeugen, ohne diese
Schichten zu schéadigen.

Ebenso wird an der Entwicklung verschie-
dener FlUssigphasenprozesse (Rand-
schicht-Umschmelzen, -Legieren, -Dis-
pergieren, -Auftragen), insbesondere mit
der Nutzung von Mehrspot-/Mehrpro-
zesstechniken gearbeitet. Diese fir den
Elektronenstrahl aufgrund seiner nahezu
tragheitslosen Form- und Ablenkbarkeit
spezifischen strahlfiihrungstechnischen
Mdoglichkeiten gestatten es beispiels-
weise, ein gleichzeitiges Vorwarmen/Rei-
nigen und Nachwérmen/Glatten der Um-
schmelzzone in Verbindung mit einer
Flissigphasenbehandlung (z. B. Rand-
schicht-Umschmelzlegieren/-Dispergie-
ren) als hochproduktiven einstufigen
Prozess zu realisieren.

Das umfassende Know how am IWT der
TU Bergakademie Freiberg wird derzeit
von einem achtkopfigen Team unter An-
leitung von Herrn Prof. Dr.-Ing. habil.
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Rolf Zenker im Rahmen von Férderpro-
jekten und FuE-Industriethemen umge-
setzt. Auch kinftig steht das ,EB-Team*
als zuverladssiger und innovativer FuE-
Partner fUr individuelle Ldsungen zur
Weiterentwicklung und Anwendung von
thermischen Elektronenstrahltechnolo-
gien zur Verfligung.

Ansprechpartner:

Prof. Dr.-Ing. habil. Rolf Zenker,
contact@zenker-consult.de

Dr.-Ing. Anja Buchwalder,
anja.buchwalder@ww.tu-freiberg.de

Wéhrend des Kolloquiums thermische
EB-Technologien

Veranstaltungskalender

Unternehmen und Einrichtun-
gen, die 2008 oder 2009 der
EFDS beigetreten sind bzw. bei-
treten werden, bieten wir die
Méglichkeit, ihr Leistungsprofil
in den EFDS-Nachrichten vor-
zustellen (max. 2000 Zeichen,
ein Bild, Profil als Dateien zu-
senden).

Beitrittserkldrungen

In den vergangenen Monaten haben fol-
gende Unternehmen und Privatpersonen
ihren Beitrittswunsch zur EFDS erklart:

¢ Fraunhofer-Institut fur Fertigungstech-
nik und Angewandte Materialforschung
IFAM, Bremen

e Trinos Vakuum-Systeme GmbH, Got-
tingen

e Carsten Warnke, Aachen

Wir werten es als Einverstandnis, die
neuen Mitglieder in die Europaische For-
schungsgesellschaft Diinne Schichten
e. V. aufzunehmen, wenn uns bis zum
15. August 2009 keine Einwande mitge-
teilt werden.

14.-18. September
15.-17. September

21.-25. September

29. September

1.-2. Oktober

5.-10. Oktober
6.-8. Oktober
9. Oktober

Datum Veranstaltungen 2009 Ort

23. Juni 10. Wérlitzer Workshop ,Laseranwendung in der Elektronik- und Worlitz
Photovoltaik-Industrie®, www.efds.org

1. Juli Innovationstag Mittelstand des BMWi Berlin

7.-9. September 8th European Coating Symposium, www.ecs.org Karlsruhe

51. Internationale Maschinenbaumesse, www.bvv.cz/msv
5. Thiringer Grenz- und Oberflachentage, www.thgot.de

24th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition
www.photovoltaic-conference.com

Schichten aus Nanopartikeln — Abscheidung aus Dispersionen,
Flammen und Plasmen, www.efds.org

12. Werkstofftechnisches Kollegium & 8. Industriefachtagung Oberflachen-
und Warmebehandlungstechnik, www.wtk.tu-chemnitz.de

EMO 2009, Weltmesse der Metallbearbeitung, www.emo-milan.com
SEMICON Europa 2009, www.semiconeuropa.org

EFDS-Workshop ,,Mikro- und Nanostrukturen an Oberflachen —
Herstellungen und Anwendungen®, www.efds.org

Brno/Tschechien
Friedrichroda

Hamburg

Dresden

Chemnitz

Mailand / Italien
Dresden

Dresden

EFDS-Nachrichten vom 15. Juni 2009



Veranstaltungskalender

25.-27. November

www.efds.org

VTE 3rd International Exhibition for the vacuum and coating industries
www.hitechexpo.eu

Datum Veranstaltungen 2009 Ort

11.-16. Oktober 1. Internationale Chinesische Optical Coating Konferenz ,,Frontiers of Optical Xi An, China
Coatings 2009%, www.focasia.cn

12.-14. Oktober Microsys Berlin 2009, Messe und Kongress, www.microsys-berlin.com Berlin

19. Oktober Industrieforum ,Atmosphéarendruck Plasmatechnologien®, www.efds.org Dresden

20.-22. Oktober V2009, Industrieausstellung & Workshop-Woche Vakuumbeschichtung und Dresden
Plasmaoberflachentechnik, www. V2009.net

24. November Hauptversammlung 2009 der EFDS, www.efds.org Dresden

25. November EFDS-Workshop ,,Partialdruckmessungen in der Oberflachentechnik®, Dresden

Milano / Italien

www.pse2010.net

30. Nov.—2. Dez. Fachtagung Transparent leitfahige Schichten (TCO), www.otti.de Neu-Ulm

1.-4. Dezember 9. BLECHexpo und 2.SCHWEISStec, Stuttgart
www.blechexpo-messe.de, www.schweisstec-messe.de

Datum Veranstaltungen 2010 Ort

23.-25. Marz MEDTEC Europe, www. medteceurope.com Stuttgart

13.-17. Juni International Conference on Coatings on Glass and Plastics Braunschweig
http://iccg8.iccg.eu

13.-17. September PSE 2010 - 12th International Conference on Plasma Surface Engineering, Garmisch-

Partenkirchen

Die grau unterlegten Veranstaltungen werden von der EFDS bzw. unter Mitwirkung der EFDS veranstaltet.

Redaktion

Dr.-Ing. Kristin Brzezinski
Européische Forschungsgesellschaft Diinne Schichten e. V.
Gostritzer StraBe 63, D-01217 Dresden

Telefon (0351)8718370, Telefax (0351)87184 31
E-Mail: tos@efds.org, Internet: www.efds.org

Titelbild-Quelle: Plasma Technik Griin, Siegen
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